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Stoły antywibracyjne HWL

Mikroskopia SPM

Mikroskopia SEM

Nanoindentacja 

Spektrometria

Systemy PVD ALD PLD

Sondy oraz akcesoria



Edukacja

Laboratorium

Badania

Wytwarzanie







Napięcie 2 – 20 kV

Detektor Quad BSED

Rozdzielczość: 25 nm

Rozmiar komory:

180 x 230 x 70 mm

EDX 

AFA (100 nm – 5 mm)



Napięcie 0.2 – 25 kV

Detektor SED, Quad BSED

Rozdzielczość: 7 nm

Rozmiar komory:

180 x 230 x 70 mm

EDX 

AFA (30 nm – 5 mm)

MQA, GSR



Pomiar pola powierzchni (m2/g)

NMR

Cząstki w cieczy

8 kg 

360 x 240 x 160 mm 
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Noise floor < 30 nN

Noise floor < 0.2 nm

In-situ SPM

Dokładność 10 nm

Pomiary ilościowe

Pełna automatyzacja
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